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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt : 

@) Verfahren und Vorrichtung zur Rauhe'rtsmessung an technischen Oberflachen bei Beleuchtung mit einem 
Specklemuster - ' ' .\ '■ ^ 

<§) Verfahren und Vorrichtung zum schnellen.Charakteri- [ 
sieren der Rauheit von optisch glatten Oberflachen, bei ] \ 

dem die betreffenda Oberflache mit einem Specklemu- 

ster/d. h. mit raumlich partiell koharentem Licht, beleuch- i ; 

tet und das an dor Oberflache gestreute LicHt unter Ein- 

haltung der Fresnel-Naherung mit einer ein- oder zweidi- 

mensional ortlich aufiosenden Anordnung photosensiti- 

ver Elemente aufgenommen wird. 

In Abhangiglteit von der Oberfiachenrauheit' zeigen die 

aufgezetchneten Intensitatsverlaufe charakteri'stische IVIo- ' 
dulationseffekte, die nach voran'gegangener Digitalisie- 
rung unter Verwendung eines ProzeSrechensystems mit- 
tels digitaler Signal- oder Bildverarbeitung quantinziert 
werden. Beispielsweise eignet sich der Rezlp^okwert der 
■ "Breite' von Autokorrelationsfunktionen der Intensitats- 
p verlaufe als MaR fur die Oberfiachenrauheit, wobei die 

Rauheit in der Richtung charakteristert wird, die mit der - 

Projektion der' jeweilfgen/JSichtung des Int^nsitatsmu- • .. . . • 
sters, fGr die die Breite der Aii,tpkorrelatlonsfuhktion aus- • . • . 

gewertet wird, auf die untersiichte Oberflache zusam- _ 

menfallt. Durch Ermittlung des Gr^cies der Intensitatsmo-, J, .' . ' • '• ' 

dulation fur unterschiedjiche.Ot?erflachenrichtungen und V . 

durch den Vergleich der resuitierenden Auswerteergeb- ;. ! ^ • 

nisse kann auch die Isotropie der Oberflachenrauheitbe- ; . 
urteilt werden. . .." - ■ • 
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. Beschreiburig ' . : '7 ■ " Eine MeBeinrichtung zur prozeBgekoppelten' Bestim- 

. . .. : ■ . .: . , . : . " ■ mung der Rauheit lechnischer Oberflachwi, diis eiri poly-" 

Es wild ein Verfahren .und eine MeBeinrichtung (^forrich- ' ^ chromadsches' '■ Lichtstrahleobtiridel' eiifordcrt; wifd iif der 
tung) ziir prozeBgekoppeltenSestimmurig <ter Raubeit:tech- • Schrift DE 44 08 226 C2 beschrieben. :Als -Folge der Wiiv' 
nischer:Oberflachen beschnebcD, bei dera:dasidieJ2o:uaterr ■ 5 keldispersioo ejrgibt sich' bei Beleuditimgj faiiher OberflS^ 
sucbende Obecflache beleuchtende IjchtirauBdictuteilfcoha-- chen mit polychromatiscbem Licht der Efffett der Spec^ee^' ' 
rent ist und. das an dw Oberflache gestr^ute.lachtvin der -.i longation, dessen-Auspragung mh ziiiKhinender Senkrecht- 
Fresnel-Region mittels eines Detefctop Airays:,'id.'. b; entwe-' • ' kaingr6Be der Raxibeit abiiimtnt tDie Bfeite lotoalef Antor- 
der mit einer Deitektorzeile oder mit oiner zweidimensiona- ' konelationsfunktioneT) Sadert siclip. infolge' des Spetkle- 
len Detektor-Malrix, detektiert! wird>]Das:Bilddktensignal" 10 .Eldngatioiiseffekteis inhferhaJb •eines'^'SpwkI<*iides/\Diese 
des Detektor-Arrays wird anschlieBend^igitalisieitund miu . ■ . Andening wird zur 'Rauhehsmessuiig b^nut^. Der MeBbe- 
tels eines; Bildvei^arbeitungsalgorithmus ' analysiati indem - > reich solphei? Mefieinricbtungen ist dtelf das- Ziist^dekorii-' 
fur.das gesamte Datenfeld oder Teile des Dalenfeldes'TiVcrte . .^ men rein diffuser lichtstreuung bedingt, die unter der Vor- 
der Autokdrrelationsfunktidn :der Graustuferidalen^bildet " . aussetzudg R<, > X/4 aufiritl;' wolici' R^ geihaB'DIN 4762 ^ ' 
werden, die so zueinander in Bcziehaiig gesetzt werden, daB 15 'quadratischer MittenraUbwert-defihiert jSt-urid nfit X die 
eine Charakterisiening' der . OberflacHenmikrotopograpbie groBte verwendfete LichtwellenlSnge biezeichnel wind.' ;' ; 
erreicht wird. i. ' .' ' .' : . Der iErfindung-Hegtdeshalb die-Aufga^^inerplt^ 

Bisher eingesetzte MeBverfahren: der bcaiihnmgslosen, : fcoppelten RaubeitsfliesSiing zaigrunde; WbbteVder- MeBbe^' 
parametrischen Rauheitsmessung sind in den Schriften-DB- • reich Rq-Werte' kleiner als X/4 ssUfessen arid sich die Me^ein-'-' 
OS 22 60090, DE 30 37 622'Al ;uDd E^41 05,509 C2 be-''2a -richtung in fOr techniscHfe Belange aUsreicben<i-groBem^ 
schrieben. Diese Verfahren befassenisich niit der Erfassung.^ - t stand ztff Oberfiafche befihden soil. Diese Aiifgabe wird cr- " 
und Auswertung von Wnkelverteilnngen des an derza mi* ' ' findung^gemSB dadurch gdost, daB'die zu untersntihende' 
tersucheodeb Oberflache gestreuten Licbtes,Vobei=die ein^ " n. Oberflache raflmlich' partiell- kbharenti- d.-h:.; mit eibem' 
gestrahllen, LichtstrahlenbUndel raumlich-fcoharent und 'ini' : ■ -Specklemuster, auch Granulationsmuster genannt;'beleuch- ' 
allgemeinen monochromatrsch sind. Der %ferlauf.der mil ei- 25 : tet' wird; das dahn an der' zu venhesSenden Oberflache- ge^ 
nem solchen Verfahren detektierfen Streulicbtveiteilungen- > mreut- wird.- Di&Winkelvferteilung- des sfuf-cGese Weise^-' 
hangl jedoch .sowohl. von. eiher SenkiechtkenngroBe der > zeugten StreuUchtM ist rebendef^^ Abh^g^gkeit von der Iri^ 
Rauhdt^emaB DIN 4762 auch ' von' riner WaagerecbW ■ tensitatsverteilung des eingestrahlten Specklemusfers Vwj' 
kenngrOBe der.Rauheit ab. so daB sich dieMeBWerte fOr mil 'j - den statiMsthen jParameterp 'der rauhen' ObWflache iirid * 
untcrschiedlichen Herstellungsverfah]^en:produzierte Obtt-- sor-.weiteren B^amelem der bptischfch Anbr'dnWg- abhajflgi|.- 
flachen nicjjt.ohne weiteres vejgleichOT lassen/Die tecM-* '-J^ie Wrnktelv^eila des StreulicBtfes WMst sjadrkeTn'tens^ 
sche Ausfiihrung dierartiger MeBsystcme- wiitt' wesentlich "' ' tatsfluktuatidtfen auf--die im Femfeld-das iii detektiarehde' 
dadureh ijeeinfluBt; daB dieiber optiBch rauheri Gbt^rflSchbn '-^ ^Specklemuster bilden. Die . Feinstruktur einiss solchferi ' 
auftrelende. difiFuse Streustrahlurig . abei; ^einenr. dusreicheiid 'r^" Specklettiusie]^; wird aiif charaktmsfisehe- Weise ven der 
groBen Wnkelbereich erfaBt werden muB;-ro.daBxin sol- -SS 'ObferflSdhenra^^ so^daB sich z.B--der qxiadra: ' 

ches MeBsystem tntweder in einem genflgfind i kleineia Ab- ' tische Mittenrauhwert Rq erinittdo ISBl- Die MeB v^erte baii- 
stand vom- MeBobjekt aageoidnet- werden ihuB.' bdei: sichi-'- ■ g«i nabezu^&usschlieBlieh von dei: gewaiischtenSerikrecht^ • 
iiber einen entsprechend gfoBen-iRatimwinkHbcreichi-err ^ /kenngroSe; ab lind geben hicht'6twVledigli'ch fcine bicht-' 
stiecken.muB.'damit die ErfassungdesxelevantenStreuWin- ' ' trennbare Oberlagerung verschiedener Einflusse bzw. Cber- " 
kelbereiches gegeben ist;' Auch diiichjdie!se:Einschfankung:^^^^ r-'i ' ;...::,*; i i-- 

wird ein Einsatz einerderaitigeh MeBeinrichtung imlaufen* V/.; ■ A Zur Losuhg dereriindungsgeniaBen Atifgabe we^ 
den ProduktionsprdzeB erscbwert^i ■ • > - i -iir., •! ' ■ --y-ic v. SpeckJebilder mittels feines Detektor-Arrays detektiert, d: hV ' 

Der Lbsung einer andcfen Aufgabenstellung dient das in -mit eitier ? Unearen oder einer 'flSchigen AriOrdnung einier '. 
dei Sdirift; WO' 86/04676' A2.:dargelegte. Verfahren, und -v -^^^ difc so besch^eh ^\n - 

zwar der Ennitiliing'-von GcstaltabwdGhungen-meclrig^ 45SmuB, dkB 'die Specfclestrifkturen, des Speckle hiiisters aufgd^' 
Ordnung, beispielsweise von .Unebaiheiten.' Dabei weideni-i ^- ^JSst wdrden. Dabei Wer^n die Bilddafen dtt' Atifnahiie 
Verschiebungen des Scbwerpuriktes dhes von ^eiii Me£|^ entwedcir die Speckldhtensitateri entlahg-einei*' Ijhie^bder' 
fleck aufeinEnOberflachereflefctiertenlichtsti^lenbund^ls ' -^fdie bebbachtel^ih Specklemuster in ihrer fllihigeh Anord--' 
durch Atlswertung der: Aasgaj)gssignale> Von zeilenfortm^ • bung Wiedei^eberi. digitahsJerl uhd ah 'Graustbfm 
angeordneten Uchtempfangselemeftten: erfaBt Dutch Abta- ' 5&." Odd'-bildea- ih'einehi-DalOTspeich^ abgelegt^^ digita-- ' 
sten der Oberflache ^^drd in' At^trichtuhg ein- Steigiihgsi^^ •V;- -ler Bildverarbeitung^^erden'-ein^-'oder' zweid^ 
oder Hohenprofil ermittett, sofem'-die AbmessuAgen'des ' ' •■'■-"Autokonfelationsfuiiktic^eh- der 'aus de^^^ 
Lichffleckff in Abtasttichtimg nicht grOSer ais die-1deanst6n ' Graustufaidaten ermttcltcSQJ^IriteriritStsfl&ktu 
aufeulosehdrajGestaltsfehlersindi 'M..- - - >- deL Diese Intensitafsfluktiiatiorieri erfialt'rator indem vot 

Ein weitetfes r.vergleichbares-MeBverfehren ist in; der 55 den aufgcfflbmmenert-Blld-'odcr-Sighaidaten^ (Ke iin'^gc?-' 
Schrift.DE 3d-20044 Al 'beschrieben. Bei diesem \ferfah- ' meanen'in einem liaheruhgswdie lifi 
ren wird zeitlich teilkoharentes Licht verweiidetj wobei dem - zu den i'peckjerateiiSitaten 'steheh,- Mitteliinida'bdep.-fia^ ■ 
rtickgestreuten Licht .zusatzlich 'inkohSrentes Ucht "aberla- chen, beispielsweifc ih Fonn Vbn'Mittelwerten,' Reg^es^i- 
gert wird., Durch die Verwendung von Zusatzlicht wird die-- ■ : onsgeraden oder -flachen, subtrahiert werden. Fiir die resul- 
ses Verfahren jedoch . empfindlich gegentiber •■ sonstigem '60 - tierendeh AUtokorrelationsfunktionen wird-auf eihheitliche' 
StreuUcht aus der Umgebung. > . • - • v. Art und Weise mindestens cirie'cliai^tCTStische Bfeite- nu- 

Ein ahderes bekanntes MeBverfahren, das in der' Schrift- " merisch ramittelt, die'k B. durch' tfen Nulldurchgang einer ' 
DE 35 32 690 A I beschrieben vnrdi "benetigt fiir die Umset- 1 ' -sich dem absoluten Maximum der Autoko'irelationsfunktion 
zung des MeBsignals in ein Rauheitssignal Kennlinien, die- asymplotisch nahemden Naherungsparabei-jgekennzeichnet 
fur die betrachtete Geometrie zunSchst anhand von Pr^ffla- 65 sein kann. Im Falle der Bildung zweidimehsiobaler Aulo^' 
chen bekannter Rauheit ennittelt werden raiissen, so daB der '- * korrelationsfunktionra wild z. B. der Nulldurchgang der 
Einsatz solcher MeBverfahren einen hohen Aufwand erfor- NSheningsparabtl in der Richtung des kleinSten Ab stands 
dert, zwischea ParabelnUUdurchgang und der Position des Maxi- 
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mums der Autokorrelationsfunktion . als charakteristische kann. Das Strahlenbiindel triflft auf eine DifiFuserplatte (2), 
, Breite verweqdeL.. . , . . . . ' die z. B. die Fonn eioer Mattglasscheibe haben tann, und 

Bei d» erfindungsgemaBcn Me6ei|irichtung,stellt die-Ab- = . . wird an diess: gestrtut. Die Difiuserplatte wird z, B. mittels 
nahme-dercharaktenshschen Breite nut zjanehmen ■. einer sogenannten 4f-pptik auf den - zu'^iuntersuchendra 

heit den MeBeff^t dar.-SQ da© z, B ^ <ier Reziprokwert einer 5 Oberflacbenbercibh.des Msfiobjektes (6) abgebildet. Die 4f- • 
soicheo Breite als ;MaB. .fiir eine Seakrechtkenngrofie der . r.Optik besteht;aasfkwea-Konvex!insen der Brennweite f, die- 
Rauheit .verweiidet werden .ksinn. Je kleinw dies Senkrecht- so angeordhetsinfl,iia6-=3ich in der vorderen Brennebene der 
kenngrGBe derRaubeitist, desto grOBerist die charaktCTisti- ■ :«rsten linse (3).idiA'|j>i£ftiserplatte .befiridet, in .der.hintettn . 
sche Breite, der Autokorrelationsfunktipn. . . , . • . .Brennebenc derifcistOT i3iase«inelxxhblends(4) fiiit einer . 

BezUgUchder,Eigenschafteiides Materials der streuenden lo; kreisftiniygcn;OfiErfuhg:des Durchmessers :2q; ;die ihreiseits.. 
Oberflache ist ledigUch vorauszuseteen, ; daB das Material' in der:.vorderenf)BrBnnebenc der zweiten Konvexlinse ^(5) 
ein fur,.-die Messung. ausjreichendes . ReflexloiJsvennogen > positioniert ist, dcren hintere Brennehene die Beziagsebene 
^ig'- •: . * . ■ - ' :d«- zu .vcrmessenden .Oberflache (6) auf , der optischen 

Vorteile des ej&idungsgemaSen.MeByerfahrens im Ver- ..Achse (7> de^iMcBsystems. schneidet. Diese Anoixinung' 
gleich 2u bish«-bekffllnte^ optjschen;^^ 15 . dienteineT.t)ptischai HefpaBfiltening des^auf die zu vermes- 

tungen und ryerfahreo:.be5,t^hen:,vpr^le.gi,in >der. gtoSen sende OberflSche abgehildbten Objektes, d. h; der Diffuser^ 
Empfindlicbfceit gegpnUber.&idpnmgep der ^Lauheit.tJcr iu - piatie. t)ber den Offnungsdurchmesser 2q kann die Grenz^ 
untersucheoden Oberiiacbe iiqd der hqhen Reproduzierbarrr. frequenz.des "HeQiafifiiters und damit die'mittlete Speckle? ; 
keit der MeSwerte. paes sich um eiriberTiihrungslpses, optor; : ,- grii6edesBeleuchtuDgsspecklen»usters, dasauf die OberflSn 
elektronisches MeBveifahren handelt^ bei depi .wghrend d^. ?Q /cheL(6) fdllt, ydrgegeben wefden. Das an der zu untersu-.; 
MeBvoigang.s . !&eme mechanisifhen Koniponentep bewegl'. -chenden ObarflSche gestrente Speckleinuster wird in det = 
werden mussen, ist die reine MeB.zeii ausgespftjcheu! kurs, : -.rBeobachtungsebene mit^inem zeilenforinigen oder flachi- 
so dafi Pi^essungen auch an.schnell be wegten. Obcffl ached y (gen Detektoranay (8) delektiert, das sich im Abstahd L.zur. 
durchgefuhrt werdcH-kennen. T... ' • . ■ . ..^ r 0berflH6he-.in der geometriscfaen Reflexionsrichtung befin- 

Ein weitererVprteil bestahl daxin, daB.JntenMtatsschwanr .25,; det,.Der AbstandiL.ist so groB zu wahlen, daB die Fresnel- - 
kungen aflalysiert .werden, ^watorend bei andereqi.Mefiein- ■•: , r, sche FemfeldrNahening GUltigkeit besitzt .. - " . i . 
richtungea .einc Aus wettung von . Absplutwertea der foteijsi- ; Im Ausfabtungsbeispid ^gemafi Abb, 1 schliefit die opti- 
tat erfpfderlich ist . . 'rr. -Sche Acbseioil der Oberflachen nor^ 

Besonders bervorzuhebeQ -ist.^wcb .dieigeri .^TOg^ . .:ji4er un,tfcrsuchten Oberflache den Winkel ein, der.z. B:. I5? ' . 
keit der;-IyJeBeinri<j^g, gegcn ,di^, Justierungenauigkeit: .30 i>etragen k&nm SelbstverstandUchicann zur Realisieniiig des. 
Verkippiingwi der.tauhaa .Ob^rjp^iehe jms der-justierten Posis / n- erfindungsgemafieo :MeBvcrfahriens:.auch eine ; Ahordnung: 
tion herau&..yi?} und.nieh|vbepii|tr^chtjgeq das-,Erg^bniii - ..rhit senkrechtem Lichtein6^.($(i = 0*) gewahk werden, wie 
der Rauhcitsmesjung nichL • • \-: ; - . '/. . . ^ .i sie beispieUjaft jn Abb.;2 daigestellt ist Bei dieser AnordT ■ 

.Vort5ilhaft^istfepier,dafi.:^.s^ zur.Umlenkung des- 

tersuc^qder^OberMcheBn4;dpr;>?iB6cini^^ ■ z ■ ■ 

reren Zjpntimptern^prohlemljjs zu.JlB^iefeD;sin*:,:.^:.^. >ri Als flachig^D6tcktormatrix;lafit sich. I B. ein CCD^Ar-- 

SchIieBU<^,k^.de^ MeB^fbau-i^ .-^tzy mit,7^8 >C:576uPixcln.vfirwenden. Bei einer Breite des ., 

kamiteqoptiscben.yerfehren,sehr.kompa^^ von 130 mm 

stigausgefuhrt werden;. .... ^- vi.-.:.'j..:.-^^rgibtsiphpinWinkelvcmca.i^^^ 

, Zur Realisierung einer erfindungsgemaBen-M^Beiiyieh- ^WjdieiOpj^sche -Achse.des^-MieBiysfctos.adfgenomiiien.und zurv 
tung kqi^nen.konventiprwUe qptiseh^ ^QV(xscxi&TA^T)i}j^^ 

dioden upd,CCl^-Technik ^veriw?Dd^^we^cte tels einer Bilddatenerfassungseinheit (10) als Grauwerteab- ' 

dungsgemaBe-J^Beinrichtung^biptet gute yor^s^tzungen- .ii^elegt-und jiigital iiireinem Rechner (tl^oder mittels einer - 
fiir einen Einsatz . im l^u£sndea( Prodi4^tipnsprow§i'.Bnt^;\N7r"totspri^bend©n;,dSgilMen:'.^ 

scheidend fiU di^ piaraktOTsiening^s bc^egter Ob&fr. rBeobacfcllHig;des..Specklcm»islta^.«iuf -einenr Monitor er^ . 
flachen;^istj dabei_d^e mini^^^ .-.ilpicbtQctdie JuJaage desiMeSaiifbaiis.,'. . . . 

Detektoran-ays Oder die Dauer der- Oberflach^belj£uchtung,, , - Beispi^lc fUr Sjjecklehiider jder beschriebenen Art sind in,- 
mit dem Specklenuister.. Beide Ze\tkpn$ta9teii' kdnne^ bsi-.^t :;:Fig. 3a,bis^f3d.JSH-.eineiiLp(5lieiten Silizium-Wafer'mit R^ <^ 
Verwe^(|ung , yon'; .eUslsaponwche^ . Standardbs^teilen-, AQps . ; • i J Q nm^^i^a a) wwie, fiic ge§<ihliffene jnetallisc he Oberfl^ ; 
und W6nigerhettagen,|9d^^ewegutig^es^ sa-^en (V«-gleiobsjffti5ler),.dpren-Raijh€it durch-R» 25 nm,,: 

der unteisuchten.. OberflScbenr bis/ zu -.^pinigeD; Hundert;.:- J^- 3b), RMy3-,50;nin^ig'.-3Q) und Ri.^ . lOO.nin (Fig;3d).. 
m/Min. zU:keine^BMintrachdg^ng.der.McBel^ ... charakterisieiti.wirf,darge^llt. .. .. ; : .- ■ . ' • 

ren. Ein.^\^rteU derzeUenfprndgpn^Dcte^ : Im wpiter^n warden milteis Datoiyerarbeitungsprogram- 

stehtdarin,/laBdieJKf eBdatenaufD jiien ein- oder zweidimcnsionale.normiertei Autokprrelati-: 

einen bel^ucjtiteten OberfiacheIlbereich^e^^^ ^chnoller 55 ■ onsfiinktionen der intensitfitsschwankungen' des ^Graustu- , 
erfolgen kann.als.iin FaEeder;Zweidimengippa^ DeEektprr : ..fenbildes gebildet und deren charakteristische Bireiteh emiit-: 
anordriung,- so daB^sellisLbei sehr schnelibewegtenObjek- ^ :telt und zur Senkrechtkenngr6Be der-Rauheitiih Beziebung . . 
ten die OberflachenquaUtat kpntiiiuierlich Oberpriift wepdon . 'gesetzL Fig, 4a bis 4d gibt die zu Fig. 3abis 3d gehorcnden,. 
kann. . . - . . ; . : : ;;auf den Maximalwm eins normierten zweidiihensionalen 

Weitere iEinzelheitjen,. Merkniale. uqd .Vorteile ergeben .60 ..Autokorrelationsfunktionen (AKFs) wieder. : ■ 
sich aus der nachfplgeqden.Besohreibung einer schematisch -j : . Die wiederbolte, unter Umstanden automadsche Bildda- ■ 
gezeicbn^n Ausfiihrung? form.; einer erfindungsgemSBen ■ . tencrfassung und -auswettung. wahrend einer kon tin uierli-^ 
Vonichtung zur Realisierung des erfindungsgemaBen- Ver- , chen Bewegung.der rauhen OberflSche stellt eine Realisie-- 
fahrens. Abb. I zeigtcine Lichtquelle (1) ausreichender Kp- rungsform des erfindungsgemaBen MeBverfabrens dar. die 
harenz (z. B. Argon-Ipnen-Laserv Helium-Neon-Laser oder .65 di&^Vpraussetzungen ibietet, regelnd in den Produktionsab- 
Halbleiterlaser) unter Umstanden piit einer nacbfolgenden .. lauf eingreifen zu konnen. . • .; 

Strahlaufwcitungsoptik zur Erzeugung eines Lichtgti^en- 
biindels mit einem Durchmesser 2d,.der z. B. 4 mm betragen 
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1. MeBverfahrcn-und Vorrichtung zum Charakferisie- •■- 
ren technischer Oberflachen beziiglich der Rauheit mil 

einer r3umlich partiell koharenten Beleuchtung eines 5 
Oberflachenabschnitts (6) dieser rauben Oberflache ' . 
mittels des aus der raumlich partiell koharenten Be- 
leuchtung resuWerenden Specklemustera, mit einem ' 
zeilenformigen Oder fiachigeti Delektorarray (8), das - 
das in der Beobachtungsebene entstehende gestreute 10 
Specklemuster empfangt und dessen Struktur aufiost, 
mit einem Datenspeicher (10), in dem das Specklemu- 
ster zur digitalen Auswertung als Graustufenbild abge- 
legt wird, und mit einem Digitalrechnertxier einer digi- 
talen Auswerteschallung (11) fiir die digitale Auswer- 15 
tung derim Datenspeicher abgelegten Graustufend?- ^ - . . 
ten, ^ ; 

2. MeBvorichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenijr 
zeichnet, da6 fiir die .im iDaieospeichw .a ; 
Graustufendaten eindimensionale oder zvfeidimensio^ 20 
nale normierte Autokorrelationsfiinktionen der Grau- ' 
stufenfluktuationen gebildet werden, aus denen ein "' "^ . 
MaB fiir eine SenkrechtkenngroBe der Rauheit der zu 
untarsuchenden OberflSche abgeleitet wird. 

3. MeBvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekeim- 25 
zeichnet, daB auf einheitliche Art und Weise fiir die im \ ; 
Datenspeicher abgelegte Graustufenzeile oda- fur das " > 
Grauistufenbild des Specklemusters eine charakteristi- 
sche Breite der zugdiorigen ein- oder zweidimensiona- 

len Autokorrelalionsfiinktion bestimmt wird, aus der 30 ' 
ein MaB ftir eine SenkrechtlrenngrtjBe der Rauheit der 
zu untcrsuchenden Oberflache ermittelt wird 

4. MeBvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ; 
gekennzeichnet, daB Dejustiexungen der optischen i 
Komponenten der MeBanordnung in bezug auf die zu 35. ; 
untersuchende Oberflache durch eine entsprechende 
Variation des Bereiches des Specklemusters, ftir den , 

■ Werle der AulokCMTelmionsftmktif»b6SliHiHit-wefdefl>- — 

kbmpensiervwerdenv ■ •;^.;v-r ;:;*^.(, . : : ..-^ r^ : ■. 

5. MeBvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 40 

zeichnet, daB im Falle einer anisotrop rauhen OberfiS- . . ^ . 

che die Oberfiachenrauheit durch die minimale charak- 
teristische Breite der eindimensionalen Autokorrelati- 
onsfiinktionen ftir verschiedene Richtuogen im Speck- 
lemuster, die der Breite in Richtung maximaler Rauheit 45 
entspricht, oder durch die charakterisiische Breite einer 
zweidimensionalen Autokorrelationsfunktion in Rich- 
tung der Rauheitsvorzugsrichtung beschrieben wird. 

6. MeBvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Specklemuster einer anisotrop rauhen 50 
Oberflache durch zweidimensionale Autokonelations- 
funktionen analysiert wird, die ftir Richmngen grOBerer 
Rauheit eine geringere charakteristische Breite zeigen 
und bei denen sich fiir Richtungen gcringerer Oberfia- 
chenrauheit eine dementsprechend groBere cbarakteri- 55 
stische Breite ergibt. 
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